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１．概要（Summary） 

近年，微小な液滴の運動メカニズムの解明に関する研

究が盛んに行われている。その背景として、微小な液滴の

動的な振る舞い（滑り、振動、インパクト）は Microfludics、

インクジェットプリンティング、伝熱などの様々な工学応用

で扱われている現象である。 

そこで、本研究では、微小な液滴の滑りメカニズムを解

明するために、液滴が剛体表面を滑り落ちるときの液滴と

表面との間に働く力を直接に計測できるMEMS力センサ

を実現した。試作したセンサを用いて、液滴の滑り時に発

生する振動に関する解析を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速大画面電子線描画装置 

【実験方法】 

剛体表面に MEMS 力センサを製作した。剛体表面に

水滴に滴下し、表面を傾けることによって、液滴を滑り落

ちさせた。液滴がセンサを通ったとき、センサに働く力をセ

ンサの抵抗変化率から求めた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 液滴の接触面内に基板が押されており、接触面のエッ

ジに引っ張れることが分かった。 

また、液滴が微細凹凸構造をもった表面上を滑り落ち

たとき、液滴が高い周波数（数 kHz）で振動することが分

かった。そして、その振動の周波数が液滴の大きさ、滑り

速度に依存しないことが明らかになった。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

グエン タン ヴィンは日本学術振興会の特別研究

員（PD）です。本研究の一部は JSPS科研費 25000010

の助成を受けたものです。 
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